5

i
N
A

HDILWERICBITZHBEDHEREZICHFDIER

FEMERLEAMERZIEEY 9 —-FIAEROE
o o o (W) (PEERERR
(RIS O]
(#) PEEEF (SERWBHH)
BENS ERTL SRS SONERRMES
 FIFD— 2% MR LB
@ [DX (FYIIKRSURTA—A=23>) DEA]
@ IITY—ILEsEMA U g HNE)
FIFAES  2022%7A~8P
EHEY D158 0158

(FIRASEEFOFE]

HtE. 2017FEHASTLANID IoTIEREFKET I
EICERWBATH) . 2022FHh5FERERATHICTER
BHEDTIIIbEHEL. BEIEQITERICH (T 201
BORIBICERWHBEATNLS.

L DFEE. BEAHE U THERNHD ST VI I EHEE
ZBFTVREDND. REEBC—IBDHE(CK DN RHE
ECBEO>TWB EICHDTE. —RIABICH [TP9IUL
TEDLDIBIENTEDZIDN] [EDLSBEBEDREN
BN30OH] EVWoAM XA=—JZHEBLTESL. 2174
TIUFGIIAFILDELFEZE ) IZWEZBZ TV, 2T BH: SNSATIS [F7-Hlt>9—]
RUFIE 9 —=BNEEMRLAMBERIEL I —(ICBRUIzEC A —fiREE[IF(ICEDXDE
BHAERDZABZ. BEBBAITICETIVIINICKLDEBAEPLCHENENDABZR)AALH)F2S
LADREZZR(T. 20—RADEEMQLXEIIRZEZHBIEDCEZRDI

REIBLIET. —MREED [DXICEL VW EBABPHRIENTUETH D] EOKTEZET. B4
ADT VI IEIC LB EBUEIIBE oo BEERMZSISE U TNZIEBICRVVERE R OTZERD
TLWBDT. SEBEEERD EAMERZEL Y —ZFAUEAMBRZ#MELIZVWEEZEZ TS, 7
LT HRDEBRT7 TV r—2 3207570 RBITRRED ) E— MNERICHEBF I 2. 5ITHKEE
EMQ EICERVBATHERZL,

[(ZEE D)

SHLLIRET L —TI— I OBENS<. T4 2N Yy 3 EBLTHANII 2= —2 31
RBNTzo SHEBEED IS >TENTH > ERL TS,

SHEAE. RUNTVI IUHEEBF TV P TEADDRPERNEL RN TOEVNSBH A G o1
A BHEELT DXERFABON] EFBICL<BRTZCENTE L, Fow 757 R, loT,
RPA. X9 N—2, AIZRHDITY—IAEDESBRBTEMINTNBINERY, BHOLDER
EFVIIMLTRED AN SHHBINENEERICT B EN TS, SNABEBLDIL—F 27—
212759 RPAIDFRERT L. EEDE(IEERO TS,

=N

brof G R3O o & M 2

BE: TY9)ED=HIZBA LTz CAE (Computer Aided Engineering) BE  TUY)EDIHICEFE U 10T 88

HE: [0 YAE] (BHFEED) (https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2023/index.html) % —&BHNL L THERK
226-227



	表紙
	02_CW6_A4177C002

	令和４年度ものづくり基盤技術の振興施策（白書本体）
	01_CW6_A4177C001
	02_CW6_A4177C002
	03_CW6_A4177B001
	04_CW6_A4177B002
	05_CW6_A4177B003
	06_CW6_A4177C100
	07_CW6_A4177D111
	08_CW6_A4177D112
	09_CW6_A4177D113
	10_CW6_A4177D114
	11_CW6_A4177D115
	12_CW6_A4177D121
	13_CW6_A4177D122
	14_CW6_A4177D123
	15_CW6_A4177D131
	16_CW6_A4177D141
	17_CW6_A4177D142
	18_CW6_A4177D143
	19_CW6_A4177D151
	20_CW6_A4177D152
	21_CW6_A4177D153
	22_CW6_A4177C200
	23_CW6_A4177D211
	24_CW6_A4177D221
	25_CW6_A4177D231
	26_CW6_A4177D241
	27_CW6_A4177D251

	空白ページ
	空白ページ
	目次加工頁のみ
	白書.pdfから挿入したしおり
	表紙
	02_CW6_A4177C002

	令和４年度ものづくり基盤技術の振興施策（白書本体）
	01_CW6_A4177C001
	02_CW6_A4177C002
	03_CW6_A4177B001
	04_CW6_A4177B002
	05_CW6_A4177B003
	06_CW6_A4177C100
	07_CW6_A4177D111
	08_CW6_A4177D112
	09_CW6_A4177D113
	10_CW6_A4177D114
	11_CW6_A4177D115
	12_CW6_A4177D121
	13_CW6_A4177D122
	14_CW6_A4177D123
	15_CW6_A4177D131
	16_CW6_A4177D141
	17_CW6_A4177D142
	18_CW6_A4177D143
	19_CW6_A4177D151
	20_CW6_A4177D152
	21_CW6_A4177D153
	22_CW6_A4177C200
	23_CW6_A4177D211
	24_CW6_A4177D221
	25_CW6_A4177D231
	26_CW6_A4177D241
	27_CW6_A4177D251

	空白ページ
	空白ページ


	コラム加工頁のみ
	白書.pdfから挿入したしおり
	表紙
	02_CW6_A4177C002

	令和４年度ものづくり基盤技術の振興施策（白書本体）
	01_CW6_A4177C001
	02_CW6_A4177C002
	03_CW6_A4177B001
	04_CW6_A4177B002
	05_CW6_A4177B003
	06_CW6_A4177C100
	07_CW6_A4177D111
	08_CW6_A4177D112
	09_CW6_A4177D113
	10_CW6_A4177D114
	11_CW6_A4177D115
	12_CW6_A4177D121
	13_CW6_A4177D122
	14_CW6_A4177D123
	15_CW6_A4177D131
	16_CW6_A4177D141
	17_CW6_A4177D142
	18_CW6_A4177D143
	19_CW6_A4177D151
	20_CW6_A4177D152
	21_CW6_A4177D153
	22_CW6_A4177C200
	23_CW6_A4177D211
	24_CW6_A4177D221
	25_CW6_A4177D231
	26_CW6_A4177D241
	27_CW6_A4177D251

	空白ページ
	空白ページ





